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修士課程 2 回生 黒川 文弥 
 報告者は 2012 年 7 月 8 日から 11 日に中国の南京で行われた, The Sixth Asia-Pacific Conference on Transducers 

and Micro/Nano Technologies (APCOT 2012)に参加し, 1 件の口頭発表を行った.  

 

【会議の概要】 

APCOT 2012 は, 2 年に一度開催される MEMS に関する広範囲の技術領域を扱う, アジア圏内を対象とした

国際会議である. MEMS 技術は現在アジア・太平洋地域の産業化と共に各地域における大学・研究機関で研究

が加速しており, APCOT はアジア・太平洋地域の最新の研究内容の発表が行われる主要な国際会議として位

置づけられています. この会議では, MEMS の基礎理論や作製技術から実用的な MEMS の開発および評価ま

で, MEMS に関する広範囲の技術領域に関する研究発表が行われ活発な議論がなされている. 今回, 第 6 回目

の開催となった本会議では, 口頭発表約 100 件, ポスター発表約 130 件の研究発表が行われた. 参加者は開催

地の中国をはじめ, 日本, 韓国, 台湾, シンガポールなどから約 150 名程度の研究者が参加していた.  

 

【研究報告】 

報告者は 4 日目の午前に, ”Microfabrication of lead-free (K,Na)NbO3 piezoelectric thin films by dry etching”の題

目で口頭発表を行いました. 圧電薄膜を用いた MEMS デバイスの研究においては, これまで特性の高い鉛系

材料が主に用いられてきましたが, 鉛の人体や環境に対する有毒性が問題となっていました. 本研究では, 非

鉛圧電材料の一種であるカリウムニオブ酸ナトリウム[(K,Na)NbO3, KNN]を実用的な MEMS に応用すること

を目的として, 微細加工特性の評価を行いました. また本研究で確立した微細加工条件を用いて, 単純な

MEMS 構造の作製を行い, デバイス特性の評価を行いました. 本研究の成果によって, 非鉛圧電薄膜 KNN を

様々な MEMS デバイスへの応用に関する研究が促進されるということが期待されます. その結果として, 環

境負荷の小さな非鉛材料を用いて, 低電圧・省エネルギーでの駆動が可能な MEMS デバイスの作製が可能と

なると考えられます. また本研究発表は, 口頭発表の時間は 10 分発表, 5 分の質疑応答で行いました. 質疑応

答では, 圧電体を専門に扱う研究者が少ない事もあってか, 研究の目的や実験方法など基礎的な事に関する

質問が多く見られました.  

 

【参加意義】 

私は圧電 MEMS 作製において必須のプロセスである薄膜の微細加工に関する研究を行っています. その一

方で, これまでに実用的な MEMS の設計・作製・評価に関する研究を行った経験はありませんでした. しかし, 

圧電薄膜を用いた MEMS 作製の研究を発展させるためには, 最先端の MEMS デバイスがどのように開発され

ているのかについて学び, 自分の研究の応用先について考える必要があります. 本会議では様々な駆動方式

のMEMSデバイスの開発に関する研究の報告例が数多くありました. 中でも圧電MEMSに関する研究者とは, 

MEMS 開発の手法や評価法さらには今後の展開などについて議論を行うことが出来たため, 自身の研究の応

用先について深く理解することが出来ました.  
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